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一 、軍選題 pθ%)

I.無塵室潔淨度等級為 dassN,N越大表示潔淨度越 (A)低,tB)
2和 傳統機械相較 ,何者為 MEMS的 特色 (A)standardpa丘 S,

高,(C)相 同,p)無法
(B)partsas㏄mbly,(C〕 prUcess

intcgr.ntiUn,(D)以 上皆是

3.以 下何者 不屬於 平 面加 工 例 anarfabHcatiUn9技 術 (A)IC,β)MEMs,(c)TT.LcD,° )Upjcal

PickuJ,!〕 c.nd

4.簿朠沉積的過程如存在孔隙lw/Uid)缺陷會造成何種殘餘應力 (A)cUmprcsSiUn,β )tensiUn,
(C)gradient stress,(D)以 上皆可
S.何種殘餘應力會造成微懸臂結構彎曲 (A)cUmprcsSiUn,伄 )ten㎡

。
n,tC)g印ient strcss,p)以 上皆可

6.如欲鍍合金薄腜如刀Cv那一種技術佳 (A)Spu竹 ering,(B)EvapUrati。 n,(C)ThemalGrUⅣ 、
吋h,

(D)E!cctrUp!ating

7.那一種味光技術光罩較易污染 (A)CUntact,β )PrUxim” ,╭)Pr曲 ectiUn,p)以 上皆同
8.曝 光時何種光源可定義較細之線寬 ,(A)g-line(43jmn),β )i-lineφ“nrn),6)KIFφ481lIn),

(D)A叩 (I%nm)

9.一般而言 ,何者有較佳之蝕刻速率 (etc㏑ngrate):体)iUnctching,β )spu仗eretChing,(C)wetctching,

rD)以上皆同

IU.一般而言 ,何者有較佳之選擇比 “elec位v”):(A)iUnctching,° )sputteΥ etching,(C)wetetching,

(D)以上皆同

H.Siwet rnilisUtrUpicetching無 法 製造 (A)㎝vity,β )plate,㏄)mesa,(D)d㏄ ularcllanncl

｜2.對於 KUH蝕刻液而言 ,蝕刻速率最慢的矽晶格面是 (A)(1UU9,β×11U9,(C9φ 12),p)(11l)
I3.有些 btl!k micrUmacⅡning的懸浮結構如 dalllped-clamedbeam和傳統機械結構不同,主要是受限
於 何 種 製程 (A)depUsidUn,° )phUtUIithUgrap” ,tC)etching,(D)b° nding

!4.一般而言 ,經 由 PVD的 thinΠ Immate㎡als的成份為多晶和非晶 ,因 此其蝕刻的方式為 (A●
iSU仔
。
picaching,(B)anisUtrUpicetching,(C)以 上皆有可能,(D)以 上皆非

I5.何者 具 有 較 高 的 bUndingtcmpcrature(A)AnUdicbUnding,(B)Γ usiUnbUnding,(C)EutecticbUnding,

(D〕 EpUxybUΠ djng

16′ Λnr,dicbt,nding常選用 Pyrexη4U玻璃 ,主因是那一項材料特性?(A)就ifflless,     
︵

(B)th“ma〡 cxPal9siUncUcmdent,(c)den㎡ Ψ,(D)dielectriccUn就 allt
j7.何者在進行接合時 ,接合面需介質輔助 (A)S一GlassanUdicbUilding,tB)Si.Si㏑ siUnbonding,
(C)Si-Sicutccticl,r,nding,(D)以 上皆有可能
〡8.L｝ GΛ 製程不 包括 (Λ)Lj山 Ugraphy,(B)BUnding,(C)Electrop︳ating,(D)MUlding
i9.同 步輻射光所提供 的是何種 製程 (Λ)LaseruGA,β )x一ΥnYLIGΛ,(C)SUIMEMS,(D)CMUS.
∞‘何種元件沒有磨耗 的門,lg体 )CUmbEl1.i㎎ ,U)MicrUmUt∥ ,(C)Sundlc,(D)Hinge
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